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Integracion camara Megara.
INAOE (Méjico)

Servicios completos para el desarrollo de sistemas dpticos

Disefio de Sistemas Opticos. E S-B M



MEGARA: ENSAMBLAJE COLIMADOR
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eEnsamblaje y ajuste di _ — 4 %

*Valoracion pruebas inte | P e N

CLIENTE: FRACTA
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MEGARA: ENSAMBLAJE CAMARA
. Ceh'r'egta&&y ceﬂtrado de doble

oEnsgmblajer;( a?us%
sAjuste sistema atérmal »__ /

To ebas interferométricas

CLIENTE: FRACTAL SLNE/INAOE para proyecto MEGARA.




MEGARA: Microlentillas

'» Cementado redes microlentillas.
a 1A Ne () eso. 7/ , I.
oOstico de posicionady
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CLIENTE: FRACI ! ‘ apro C{tOMEGARA.



MEGARA: INTEGRACION VPHs

e Cementado 12 redes holograficas
e Diagnostico optico prestaciones

CLIENTE: FRACTAL SLNE/UCM para proyecto MEGARA.




MEGARA: INTEGRACION SISTEMA

eAlienado e integracion dptica

e Pruebas de sistema a nivel dptico

CLIENTE:



Diseno Espectrégrafos UV Arago y FCU (WSO):

e Disefio Optico de espectrografo Echelle en rango

115 a 308nm.

e DiseNo camara espectroscopica
WSO.
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Collimator

MCP
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Flat window

30 mm between beams
Cross/camera
Detector

Arago 11_SV: focal plane
Echelle orders: 21-54
Cross disp order: 1

CLIENTE: A. I. Gomez de Castro. UCM
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Scale: 26.0000 Millimeters

Aperture Full X Width : 63.7500
Aperture Full Y Height: 25.0000

$ rays through = 96.64%

Footprint Diagram

ARAGO UV-branch optical design

Arago

UCM. Disefio Sistemas Opticos

18/05/2016

Surface 31: CCD DETECTOR

Ray X Min = -29.9877 Ray X Max = 29.9669
Ray Y Min = -5.6744 Ray Y Max = 7.5603

Max Radius=

- T3S 11 gptiniza S 5 Finel 00

30.8202 Wavelength= All Configuration: a1l 7
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CLIENTE: Fractal slne para IAA




para IAA

CLIENTE: Fractal.slne
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Telescopio San Pedro Martir (6.5 mts).

PREDISENO CORRECTORES DE CAMPO. ANALISIS REQUERIMIENTOS FOCOS CASSEGRAIN Y NASMYTH.
REALIZACION PRESUPUESTOS DE CALIDAD DE IMAGEN Y DISTORSION DIFERENCIAL

ITEM FWHM Rms (um) Ro(cm) Comment
. Nominal design F5 Cassegrain Imaging
Nominal performance 0.127 9.04 mode 0.52 FOV
M1 manufacturing, High order Based on UA contract spec
with AO Kolmogorov structure function
M1 manufa}ggucrlng, CCand Based on 100 MC and contract spec.
M1 manufacturing, CC and Measurement uncertainties provided
ROC uncertainties by UA. Based 100MC
M2 manufacturing, surface CC .
and ROC 100 MC. Fabric tol
M2 manufacturing, CC and 100 MC. Mirror uncertainties
ROCuncertainties measure.
M2 manufacturing. High order Same Specs for the MMT telescope.
M3 manufacturing, surface 200 Monte Carlo runs in uniform
irregularity, curvature distribution
] ] ] Silica ;
M3 manufacturing. high order Structure function P Filter
MMy — N E— S
L. 100 Monte Carlo runs in uniform HH —————————
Corrector fabrication . il — ==
distribution o ——
. 100 Monte Carlo runs in uniform 1 ————1
Corrector aligment distributi i
istribution — _:’jj?——ﬁ__:#—;_”j
Telescope alignment (active 200 Monte Carlo runs in normal ;:XE%_- i E =
optics) distribution — = = == i |
. 100 Monte Carlo runs in normal i Au
M2 hexapod residuals o
distribution BK7
Operation temperature ranges BK7
Th I .
erma correction +-0.052 i ADC
Guiding Based on TSPM requirement ]
TOTAL (rms squared) Full budget

CLIENTE: Fractal slne para TSPM 1



¢ DISENO ESPECTROGRAFO VIS JUV.
¢ DISENO REDES VPHS Y PRISMAS. ANALISIS LUZ DIFUSA
e FABRICACION PRISMAS PARA PRUEBAS PROTOTIPO DE DISPERSOR

== —

) L.
Telescopio
Efl=50mm 22 Layout - —
22/11/2016 ANyl L
NSC_R1 VPH365.ZMX
Configuration 1 of 1
Colimador Camara
eflcoll=50 eflcam=45/50

Esfera 1”

Dos puertos, entrada y rendija de salida
Ver recubrimientoen UV
l—'Famaﬁo puertos (FOV telescopio) y radiancia en la salida

CLIENTE: Fco Gordillo, IAA. 12



Campana recubrimientos ¢

PROTOTIPO SISTEMA PARA DEPOSICION REC
OPTICOS (PVD). SISTEMA ULTRAALTO VACIO,
LIMPIEZA PLASMA, SENSOR DE

ESPESOR DE RECUBRIMIENTOS, |
TRAMPAS ZEOLITA Y DE NITROGENO LIQUIDQ.f&* &

LA S ' A
tation -l

(@owanmos \

1

— T-S
85 %

. . -

DESARROLLO TALLER OPTICA



